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Plataforma de Nanotecnologia del PCB. Técniques de caracteritzacié

Microscopia interferomeétrica

m Obtencio d’imatges tridimensionals de superficies i
estructures.

m Técniques de mesura VS| (mostres rugoses) i PSI
(mostres molt poc rugoses).

m Resolucio vertical <1 nm i horitzontal de
400 nm.

m Objectius de 5x i de 50x i lents intermitges de 0.5,
112 augments que permeten arribar a arees de
mesura des de 600 pm?fins a 100 ym?2.

Laparell de qué es disposa és un WYKO NT1100 de la
casa Veeco.

Microscopi de forces atomiques (AFM)

m Mesures en mode tapping (contacte intermitent),
Util sobre tot per a mostres biologiques. Es poden
realitzar tant en aire com en liquids.

= Mesures en contacte, tant en aire com en liquids.
Permet també realitzar mesures de friccid.

m Mesures de conductivitat eléctrica, acoblant una
punta conductora.

m Dos escaners de mesura, de 100 10 pm?.

m El microscopi esta acoblat a un microscopi optic
invertit per, en el cas de mostres transparents,
observar la mostra i la punta a la vegada.

Aix0 possibilita la localitzacié d'estructures
nanomeétriques a la superficie d’'una mostra amb
relativa facilitat.

El microscopi de forces atomiques del qué es disposa
és un PicoPlus fabricat per Molecular Imaging.

Microscopi interferometric WYKO
NT1100 i imatge en 3D de la B
de logo del PCB estampat sobre
polimer.

Imatge del AFM PicoPlus de Molecular Imaging i imatges d’una
bacteria E.Coli (topografia, fase i amplitud).



Sonda de forces moleculars (MFP)

m Especialment dissenyat per realitzar espectroscopia
de forces.

m Permet estudiar les propietats elastiques de
molecules, la topografia de les proteines, els lligams
atomics i moleculars a ADN, caracteritzar enllacos
receptors /lligands, mesura de forces coloidals,
forces de Van der Waals, foces hidrofobiques i
d’hidratacid, nanoindentacio i forces d'adhesid.

L'aparell del que es disposa és un Molecular Force Probe
1D d’Asylum Research (Atomic Force).

Microscopia electronica de rastreig
(SEM)

m SEM amb filament d'emissio de camp.

m Observacio de practicament qualsevol tipus de
mostra (aillant o conductora) sense necessitat de
recobrir-la, en poder aplicar voltatges de fins a
1 kV.

m Alta resolucid (entre 2-5 nm en funcié del voltatge
aplicat).

m Facil de combinar amb el FIB per tal de tenir
imatges in-situ de les superficies modificades i/o de
les nanoestructures creades.

L'aparell del qué es disposa és un Strata DB235
fabricat per FEI.
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Imatge del Molecular Force Probe d'Asylum.

Perfilometria

m Observacio de la mostra i facil posicionament de la
punta per realitzar la mesura en el lloc desitjat.

m Punta de diamant de 12.5 ym de radi.

m Punta de diamant de 2.5 pm de radi per a una millor
resolucio lateral.

m Resolucio vertical < 0.1 nm.

El perfilometre de qué el disposa és un Dektak de
Veeco, equipat amb camera per a lobservacio del lloc
de la mostra a mesurar.
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